
図 2. 作製素子の光学顕微鏡像 
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[はじめに] 我々は LSI チップ内光配線を目指し、磁気光学材料を用いた光学素子の研究を行って

おり、塗布膜を用いてリング共振器型光学素子で共振波長シフト量 0.1nm を実現している[1]。磁

気光学材料を用いる利点としては、低電圧動作や光アイソレータへの応用があげられる。今回は、

より高性能な動作のためにマイクロ流路を用いて、単結晶 Y3Fe5O12(YIG)ナノ粒子を素子表面に付

着させる方法を検討した。図 1 に提案する素子の概略図を示

す。狭間隔幅の流路部分を設けることにより、ナノ粒子のみ

が堰き止められることを意図し、少量の材料で高密度の付着

を目指した。大きな磁気光学効果が期待される短波長領域[2]

での動作を可能にするために、導波路材料はSi窒化膜とした。 

[実験] シリコン基板上に熱酸化により 1.6m の下部クラッ

ド層を形成後、シリコン窒化膜を低圧化学気相成長法により

堆積させた。入出力導波路およびリング共振器は電子線描画

とドライエッチングによりパターンを形成した。プラズマ化

学気相成長法により保護酸化膜を堆積させ、所望の部分をフ

ッ酸エッチングにより除去した。感光性厚膜レジスト(SU-8)

をマスクレス紫外線露光によりマイクロ流路のパターンを形

成し、ポリジメチルシロキサン(PDMS)で上部をカバーし溶液

導入部を形成した。 

[結果・考察] 作製した素子の光学顕微鏡像を図 2 に示す。流

路の狭間隔幅部分の設計値を 5-15m として作製した。設計

値 5m の素子でも流路構造が作製できることが確認できた

が、作製した素子の狭間隔部分は 2m 程度と狭くなった。こ

の要因は、SU-8 レジストがネガレジストで露光量過多のため

と考えられる。YIG 粒子を含む溶液で動作確認を行ったとこ

ろ、所望の経路に溶液が流れていかなかったので、今後の課

題として、露光条件の見直しや表面処理による表面状態の改

善を行い、所望の動作が可能な素子の作製を目指す。 
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図 1. 提案する素子構造：YIG ナノ粒

子を含む溶液を導入することにより、

素子表面に YIG を付着させる 
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